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１．概要（Summary） 

従来、食品の色付けには素材自身の色や着色料とい

った色素による彩色が用いられてきた。色素による着色は、

着色されるベースカラーに着色結果が影響されてしまい

表現可能な色彩に制限がある。一方で、微細構造が起こ

す回折、干渉などの現象による色を構造色という。構造色

は構造による色のため、素材自身のベースカラーによる

影響が小さく、光沢感のある鮮やかな色彩表現も可能と

なる。そこで、モールディングを用いて食品の表面に微細

構造を転写することで、食品の構造色着色を行う。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  125kV 電子ビーム描画装置、酸

化膜ドライエッチング装置、イオンスパッタ装置、走査電

子顕微鏡 

【実験方法】 

100 nm、200 nm、300 nm、… 、1 mの L&Sを電

子ビーム描画（EB 描画）と酸化膜ドライエッチングによっ

て作製した。 

SiO2/Si 基板に HMDS 処理を行い、EB レジスト

（FEP-171）を塗布し、120 ℃でプリベークを行った。EB

描画装置で露光したあと，110 ℃で PEB，現像後エッチ

ングを行った。エッチングは CHF 雰囲気，圧力 1.0 Pa，

Platen HF パワー 500 W の条件で行った。エッチング

の実施時間は 8分，12分の２条件で行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

エッチング後にイオンスパッタ装置で Ptをスパッタした

あとの，各基板の断面 SEM画像を Fig. 1に示す。(i) 8

分，(ii) 12 分となっている。8 分の条件では，レジストは

わずか 50 nm ほどしか残っておらず，12 分の条件では

角が丸く削れてしまっている。深さは，約 500 nm 削るこ

とができた。 

今後は，今回の結果を元に大面積の加工を行い，食

品への転写の評価を行う予定である。 
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Fig. 1 Pictures of SiO2/Substrate fabricated by 

different conditions (i) 8 min. and (ii) 12 min.. 

(Top) L&S 300nm, (Middle) L&S 500nm, (Bottom) 

L&S 1m.  


